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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 86B/4161/CD:2018 ,Fibre optic interconnecting devices and passive
components — Basic test and measurement procedures — Part 3-35: Examinations and measurements —
Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers® (CD, en: Committee Draft) ist
unverandert in diesen Norm-Entwurf Gdbernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthalt eine noch nicht
autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezlglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigeflgt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalen auch fiir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom SC 86B ,Fibre optic interconnecting devices and passive
components® der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen
Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europaische Komitee flr Elektrotechnische
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fur eine Internationale
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en:
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf flr eine Europaische Norm gestellt wird, um eine
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als
Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu uber-
nehmen.

Da der Abstimmungszeitraum flr einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf FprEN nur 6 Wochen betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN*-
Entscheidung moglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf verdffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig be-
ricksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.7 ,LWL-Verbindungstechnik und passive
optische Komponenten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN
und VDE (www.dke.de) zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Ulbernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen..

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
koénnen. IEC ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.

Anderungen

Gegenlber DIN EN 61300-3-35:2016-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erganzung einer Anweisung, dass die visuelle Inspektion kein Ersatz ist flr die optische Qualifikation,
wie die Messung der Dampfung oder Ruckflussdampfung;

b) Erganzung einiger Begriffe;
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c) Erganzung von Anforderungen an SM-35 dB-Steckverbinder;

d) normative Verweisung auf die Normenreihe IEC 61755 fir Prifanforderungen an SM-Steckverbinder und
fur MM-Steckverbinder nach der Normenreihe IEC 6175X fir das Steckgesicht (der Bauart) MM; der
informative Anhang A enthalt Prifanforderungen aus der Normenreihe IEC 61755;

e) Erganzung eines Satzes in 4.1 hinsichtlich der Empfindlichkeit der Methoden flir Systemveranderlich-
keiten und der Veranderlichkeit in Systemen von demselben Lieferanten;

f)  Erganzung einer Anweisung, dass die festgelegten Prufanforderungen ein vereinbartes Qualitatsniveau
der Industrie flr vor kurzem ausgelieferte Steckverbinder sind;

g) Streichung der Prifanforderungen fur die Zonen C und D;

h) Einfihrung einer allgemeinen Sauberkeitsanforderung fiir die vollstandige rechteckige Ferrule und die
250-pm-Flache um jeden Lichtwellenleiter;

i) die Deutsche Fassung wurde im Abschnitt 2 an den aktuellen Standardtext angepasst.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN IEC 61300-3-35:2019-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iec-61300-3-35-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iec-61300-3-35-2019-07

E DIN EN IEC 61300-3-35:2019-07 — Entwurf —

Inhalt

Seite
1 ANWENAUNGSDEIEICK ... et e e e et e e e e 5
2 NOrMALIVE VEIWEISUNGEN ...ttt ettt e e e e ettt et e e e s et e et e e e e e e eannbbbeeeeeeaaannn 5
3 Begriffe Und ADKUIZUNGEN ... ..ottt ettt e e et eeannae e e e e 5
3.1 T ] 411 SRS PSR 5
3.2 Y o] U 748 o =T o PSP TPPRP PRSI 6
4 GerateteChniSChe AUSIUSTUNG ...cooiiiiii e e e e 6
4.1 Lo 1T o =TT o PSP TPSRPUPPPRR 6
4.2 Verfahren A: Lichtmikroskopie mit direkter Sicht ..............ooooiiiiiiii e 7
4.3 Verfahren B: VidEOMIKIOSKOPIE ........ueiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e e e e ettt e e e e et e e e e e eeenaraeeees 7
4.4 Verfahren C: Mikroskopie mit automatisierter AnalySse ............ccceeiiiiiiiiiiiiie e 8
5 V1 (=Y o] o1 18] o [P OPPPPPPRPRR 8
5.1 N[ Fo 1= g L1 = TSP 8
5.2 Mindestanforderungen an die Auflosung des MIKrOSKOPS .......cccoiiiiiiiiiiiiieiee e 8
5.3 Anforderungen an Mikrokopsysteme mit sehr niedriger AuflosuNng ..........ccccvviiiiiei i, 8
6 RV Z=T4 7= 1T =T o ST SPPTPSRRUPPRRR 9
6.1 [ Ui oT=To [ o U gTo =T o HE SRR 9
6.2 V4o T4 o =1 a =T a o ] 18] o o PP OUPPRPPPPPRPN 9
6.3 PrOFVEITANIEN ... et ettt sa et e e 9
6.4 N E=Ted ol oT=T g = ol | [V o T T PSPPSR 10
F N b= TaTe N (o T4 4= (1Y PSSP 11
A1 Visuelle Anforderungen an polierte Mehrmoden-PC-Steckverbinder ...........cccooovviiiiiiie i, 11
A2 Visuelle Anforderungen an polierte Einmoden-PC-Steckverbinder, RL > 26 dB und

Einmoden-Sende- und Empfangsmodule mit Faserstummel-Schnittstelle.................ccccovvvieiiinis 12
A.3 Visuelle Anforderungen an polierte Einmoden-PC-Steckverbinder, RL>35dB ..........ccccoocviveiinnen. 13
A4 Visuelle Anforderungen an polierte Einmoden-PC-Steckverbinder, RL =45 dB............cccccvvveevnnneen. 13
A5 Visuelle Anforderungen an angeschragt polierte Einmoden-Steckverbinder (Einmoden-APC-

] (=Y od Y=y o] g To 1= PRSPPI 14
Anhang B (informativ) Beispiele von untersuchten Endflachen mit Oberflachenanomalien .......................... 15
Anhang C (normativ) Beschreibung der Zertifizierungsartefakte ............ccocooiiiiiii e, 16
F ] =T aTo I I (T 0 0 =1 11 PSSP 17
D.1 ZertifiZierungSVErTaNIeN ..........oo ittt 17
LIEratUININWEISE ...ttt bt e e et e e e ettt e e e e bttt e e e bt e e e e ambeee e e anbeeeeeaneeeeens 18
4 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN IEC 61300-3-35:2019-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iec-61300-3-35-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iec-61300-3-35-2019-07

— Entwurf — E DIN EN IEC 61300-3-35:2019-07

Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile —
Grundlegende Prif- und Messverfahren -
Teil 3-35: Untersuchungen und Messungen — Visuelle Inspektion von
Lichtwellenleiter-Steckverbindern und Faser-Stub-Transceivern

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61300 beschreibt das Prufverfahren der polierten Endflache eines Lichtwellenleiter-
Steckverbinders oder eines LWL-Sende- und Empfangsmoduls, das ein Faserstummel-Steckgesicht ver-
wendet. Es enthalt Prifmethoden fur Verschmutzungen zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit und
Methoden zur quantitativen Bewertung der Endflachenqualitat. Untergrundspringe und Brlche werden in
dieser Norm nicht behandelt. Die in dieser Norm beschriebenen Methoden gelten flir ummantelte Fasern von
125 pm in einer Ferrule oder in einem ferrulenlosen Steckverbinder, die fir Quellen mit <2 W Eingangs-
leistung vorgesehen sind.

Es ist nicht das Ziel dieser Norm, dass die GrolRe von Kratzern und Defekten gemessen werden sollte. Die
MafRe und Anforderungen wurden so ausgewahlt, dass sie leicht geschatzt werden kénnen.

Die Methoden und Anforderungen gelten gleichermalfen fir den Einsatz unter Feld- und Werksbedingungen.

Die festgelegten Anforderungen bilden eine in der Industrie vereinbarte Qualitat fur neu ausgelieferte
Steckverbinder.

Die Grundlage fur die Prifanforderungen ist IEC TR 62627-05.

Die visuelle Inspektion der Endflachen nach der vorliegenden Spezifikation ersetzt nicht die Notwendigkeit
und hat auch keinen Vorrang vor der Messung der Leistungsparameter Dampfung und Ruickflussdampfung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

IEC 61755-2-1 bis -5, Fibre Optic connector optical interface series, part 2-1 to part 2-5 Optical Interface
standard single mode physically contacting fibres.

IEC 61755-5 MM, Optical Interface IEC 61755 series, Fibre optic interconnecting devices and passive
components — Connector optical interfaces (in Vorbereitung)

IEC 60825-2 Teil 2, Safety of optical fibre communication systems

3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— |IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfugbar unter http://www.iso.org/obp
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3.11

Defekt (Oberflaichenunvollkommenheit)

nichtlineares Oberflachenmerkmal, das auf der Ferrulenendflache festgestellt werden kann, einschlief3lich
Partikel, andere Verunreinigungen, flissige Verschmutzungen, Vertiefungen, Spane, ausgebrochene Rander
usw., die auf die Fertigung oder Handhabung zurtickzufiihren sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Einige Fasertypen haben konstruktive Merkmale, die moglicherweise an der
Faserendflache sichtbar sind. Fasern, die das Lichtsignal enthaltende Mikrostrukturen benutzen, wie photonische Band-
licke und hohlraumunterstiitzte Fasern (en: hole-assisted fibres, HAF), kdnnen ein konstruiertes oder zufalliges, den
Kern umgebendes Muster von Strukturen aufweisen. Diese Merkmale sind keine Defekte.

3.1.2
DefektgroRe
Durchmesser des kleinsten Kreises, der den ganzen Defekt einschlieRen kann

313
Verschmutzung
unerwiinschtes Material oder Partikel beliebiger Art auf der Oberflache der Ferrule oder des Lichtwellenleiters

314

Kratzer

ein bleibendes lineares Oberflachenmerkmal, bei dem die Faserendflache entweder durch Polierunzuléng-
lichkeiten oder durch die Handhabung beschadigt wurde und die Breite der beschadigten Flache klein ist im
Vergleich zu ihrer Lange

3.1.5

fliissige Verschmutzung

flissiger Rickstand auf einer polierten Oberflache, der entweder durch die Handhabung oder nach einer
unsachgemafen Reinigung mit einem langsam verdunstenden Losemittel entsteht

3.1.6

zuverlassig feststellbar

ausreichend deutlich sichtbar, so dass ein typischer Techniker von durchschnittlicher Ausbildung das
Merkmal in wenigstens 98 % der Falle wahrnimmt

3.2 Abkirzungen

APC angeschragt polierter Steckverbinder oder angeschragter direkter Kontakt
DUT Prifobjekt

FOV Sichtfeld

MTF  Modulationstbertragungsfunktion

NA numerische Apertur

PC  direkter Kontakt

RL Ruckflussdampfung

TBD st zu bestimmen

4 Geratetechnische Ausriistung

41 Allgemeines

Das Ziel dieser Norm ist:

— die Festlegung der Mindestkriterien, die ein Mikroskop zu erfillen hat, um dieser Norm zu
entsprechen;

— die Festlegung des Verfahrens und der Kriterien fir die Prifung von Lichtwellenleiter-Endflachen auf
Sauberkeit, um die Gebrauchstauglichkeit der Endflachen zu bestimmen,;
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— die Angabe quantitativer Kriterien fur die Analyse der Endflachenbilder, um die Gebrauchs-
tauglichkeit der Endflachen zu bestimmen.
Drei Methoden werden beschrieben:
A. die unmittelbare Betrachtung durch ein optisches Mikroskop, wie in 4.2 beschrieben;
B. Videomikroskopie, wie in 4.3 beschrieben;
C. Mikroskopie mit automatisierter Auswertung, wie in 4.4 beschrieben.

Fir jede Methode gibt es Anforderungen an das optische System und die Hardware, die zu erfillen sind, und
einzuhaltende Verfahren.

Die optischen Mindestanforderungen an das Mikroskop zur Ubereinstimmung mit dieser Norm werden in 5.2
angegeben.

Dieses Mikroskop ist einsetzbar fur die Inspektion am Einsatzort auf Schmutz (Sauberkeit) von Einmoden-
und Mehrmodensteckverbindern vor dem Zusammenstecken und fir die Inspektion im Werk nach dem
Polieren.

Fir die Entwicklung eines Polierprozesses ist die Verwendung eines Mikroskops mit héherer Auflésung in
Betracht zu ziehen.

Es wird empfohlen, fir die Methoden A und B visuelle Lehren zu verwenden, um das Schatzverfahren zu
unterstitzen. Fir Methode A wird ein Strichkreuzokular empfohlen. Fir Methode B wird ein Overlay
empfohlen.

Achtung:

Alle Methoden sind anfallig fir Systemveranderlichkeit: Methoden A und B hangen vom Durchfiihrenden ab;
Methode C ist unabhangig vom Durchflihrenden, ist aber anfallig fir Softwarefehler, die zu Abweichungen
der Ergebnisse fiihren, die sich sogar dann zeigen kdénnen, wenn Ausristungen derselben Marke und
desselben Typs verglichen werden.

4.2 Verfahren A: Lichtmikroskopie mit direkter Sicht

Bei dieser Methode wird ein Lichtmikroskop verwendet, bei dem eine primare Obijektivlinse ein erstes Bild
erzeugt, das dann durch ein Okular vergroRert und direkt in das Auge des Bedieners projiziert wird. Es muss
die folgenden Merkmale und Fahigkeiten haben:

— einen geeigneten Adapter fur die Ferrule oder den Steckverbinder;

— eine Lichtquelle und eine Scharfstellvorrichtung;

— ein eingebautes Laser-Sicherheitsfilter.

Lasersicherheit ist von besonderer Bedeutung, wenn Mikroskope mit direkter Sicht benutzt werden, da jede
Energie im optischen Pfad in das Auge des Beobachters geleitet wird. Wenn Methode A benutzt wird, muss

der Anwender sicherstellen, dass vor der Untersuchung kein Laser auf der Ubertragungsstrecke aktiv ist. Fr
die Laser-Sicherheit in Lichtwellenleiter-Kommunikationssystemen muss IEC 60825-2 angewendet werden.

4.3 Verfahren B: Videomikroskopie

Bei dieser Methode wird ein Lichtmikroskop verwendet, bei dem ein Linsensystem ein Bild auf einem Sensor
erzeugt, der es seinerseits zu einer Anzeige Ubertragt. Der Anwender sieht das Abbild auf der Anzeige. Es
muss die folgenden Merkmale und Fahigkeiten haben:

— einen geeigneten Adapter fur die Ferrule oder den Steckverbinder;

— eine Lichtquelle und eine Scharfstellvorrichtung;

— eine Vorrichtung fur die Erzeugung eines Abbildes (Anzeige);

— ein Mittel zum Schatzen der im Bild beobachteten Oberflachendefekte oder Kratzer.
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4.4 Verfahren C: Mikroskopie mit automatisierter Analyse

Bei dieser Methode wird ein Lichtmikroskop verwendet, in dem ein digitales Abbild erhalten oder erzeugt und
anschlieend durch ein algorithmisches Verfahren analysiert wird. Mit diesem System sollen die Wirkungen
der menschlichen Subjektivitat bei der Analyse verringert werden. Es muss die folgenden Merkmale und
Fahigkeiten haben:

— einen geeigneten Adapter fur die Ferrule oder den Steckverbinder;
— eine Lichtquelle und eine Scharfstellvorrichtung;

— ein Mittel zum Erhalten oder Erzeugen eines digitalen Abbilds;

— algorithmische Analyse des digitalen Abbilds;

— ein Mittel zum Vergleich des analysierten Abbilds mit programmierbaren Akzeptanzkriterien in einer
Weise, dass ein Ergebnis Uber Annahme oder Zuriickweisung erhalten wird.

5 Prifeinrichtung

5.1 Aligemeines

Mikroskopsysteme fiir die Methoden A, B und C miissen fir die Verwendung auf Ubereinstimmung mit dieser
Norm zertifiziert werden. Diese Zertifizierung muss mit einem flr diesen Zweck gebauten Zertifizierungs-
artefakt durchgefiihrt werden, das dazu dienen kann, die Fahigkeit des Systems zu bestatigen, Oberflachen-
defekte oder Kratzer relevanter GroRe und/oder das geforderte Ansprechverhalten des Systems festzu-
stellen. (Siehe Anhang C.) Solch(e) (ein) Artefakt(e) muss (mussen) mit Benutzungsvorschriften ausgestattet
und nach einem Verfahren gefertigt sein, dass es in ruckverfolgbarer Weise gemessen werden kann.
Einzelheiten zur Herstellung solcher Artefakte sind in Anhang C zu finden.

5.2 Mindestanforderungen an die Auflosung des Mikroskops

Diese Anforderung ist eine kleinste GesamtvergréRerung, die ein Sichtfeld (FOV) von wenigstens 250 um
bietet (fir die Methoden B und C muss dieses Mal} in der senkrechten oder am meisten eingeschrankten
Achse gemessen werden) und in der Lage ist, Defekte von X ym im Durchmesser und Kratzer von Y ym
Breite festzustellen.

Die Mikroskope missen die Merkmale auf dem Mikroskop-Artefakt erkennen, welches in Anhang C dieser
Norm beschrieben wird.

Anmerkung fiir den Leser:

zu lésendes technisches Problem besteht hier in den optischen Mindestanforderungen, z. B. NA und MTF-Verhalten
sollten fiir Mikroskope bestimmt werden.

Die Mindestanforderungen an Systeme fir die Methoden A, B und C sind:

Auflésung:

Visuelle Erkennbarkeit:

PartikelgréRenerfassung:

Optische Auflésung:

5.3 Anforderungen an Mikrokopsysteme mit sehr niedriger Auflosung

Mikroskope mit sehr niedriger Auflésung eignen sich nur zur Untersuchung der Sauberkeit der vollstandigen
Ferrule mit dem Anordnungstyp SM und MM von Steckverbindern, wie der Bauart MPO. Die Anforderung ist
eine kleinste GesamtvergrdfRerung, die ein Sichtfeld (FOV) von wenigstens 6,4 mm x 2,5 mm bietet und in
der Lage ist, Defekte von 10 um Durchmesser festzustellen.
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Die sehr niedrig aufldésenden Mikroskope missen die Merkmale auf dem Artefakt fur sehr niedrige Aufldsung
erkennen, welches in Anhang C dieser Norm beschrieben wird.

Anmerkung fiir den Leser:
zu l6sendes technisches Problem besteht hier in den optischen Mindestanforderungen, z. B. NA und MTF-Verhalten
sollten fiir Mikroskope mit sehr niedriger Auflésung bestimmt werden.

Die Mindestanforderungen an Systeme mit sehr niedriger Auflésung fir die Methoden A, B und C sind:
Auflésung:

Visuelle Erkennbarkeit:

PartikelgroRenerfassung:

Optische Aufldsung:

6 Verfahren

6.1 Prufbedingungen

Es gelten keine Einschrankungen fiir die atmosphéarischen Bedingungen, unter denen die Priifung durchge-
fuhrt werden kann. Es darf in kontrollierten oder unkontrollierten Umgebungen durchgefiihrt werden.

6.2 Vorbehandlung

Es ist keine Vorbehandlungszeit erforderlich.

6.3 Priifverfahren

Die Inspektion auf Sauberkeit (auf Schmutz, Flussigkeiten und sonstige Arten von Verschmutzung) muss vor
jeder weiteren Inspektion der polierten Endflachen durchgefihrt werden. Die vollstandige rechteckige Ferrule
sollte auf Sauberkeit und Verschmutzungsfreiheit untersucht werden. Die Verwendung von Untersuchungs-
vorrichtungen mit groBem FOV und indirekter Beleuchtung hilft bei der Feststellung von Verschmutzung. Bei
zylindrischen Ferrulen muss mindestens eine Flache von 250 um im Durchmesser fir jede zylindrische
Ferrule untersucht werden.

ANMERKUNG Die Untersuchung und Reinigung (ber eine Flache von 250 um Durchmesser hinausgehend wird als
gute Praxis fur zylindrische Ferrulen angesehen.

Das Flussdiagramm in Bild 1 zeigt das anzuwendende Verfahren.

— Das Mikroskop ist so scharfzustellen, dass ein scharfes Abbild der Ferrulen-Endflache (bei zylindrischen
Ferrulen) oder der Faser-Endflache (bei rechteckigen Ferrule) gesehen werden kann.

— Die Untersuchungszonen, die in den Untersuchungskriterien in Anhang A angegeben sind, sind an der
aulieren Kante des Lichtwellenleiters auszurichten.

— Bei rechteckigen Ferrulen ist die gesamte Ferrule auf Verschmutzung zu untersuchen. Bei Einmoden-
Ferrulen braucht nur die angeschragte Flache untersucht zu werden. (Die kleine ebene Flache erfordert
keine Untersuchung.) Die Verwendung eines Mikroskops mit einem sehr grofen Sichtfeld wird
empfohlen

(Ein Hochstwert von 10 Partikel von < 10 ym ist zulassig.)
—  Alle weiteren Untersuchungen kénnen mit einem Mikroskop nach 5.2 durchgeflihrt werden.)

Untersucht wird die mittlere Zone mit einem Durchmesser von 250 um jeder Lichtwellenleiter-Endflache
von zylindrischen und rechteckigen Ferrulen auf Verschmutzung (10 Partikel von < 5 ym sind zulassig.)

— Wenn die Endflache die Untersuchung auf Defekte oder Verschmutzung nicht besteht, muss der
Anwender die Endflache sdubern und den Untersuchungsvorgang wiederholen. Es kdnnen mehrere
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Sauberungsversuche  erforderlich  sein. Siehe |EC TR 62627-01 fur Empfehlungen zu
Sauberungsverfahren.

— Wenn die Endflache die Untersuchung auf Verschmutzung besteht, dann wird die Endflache als geeignet
angesehen, den direkten Kontakt herzustellen und es muss der nachste Schritt der Untersuchung
entsprechend den Anforderungen in der zutreffenden Tabelle in Anhang A durchgefiihrt werden.

— Ermitteln aller Fehler und Kratzer innerhalb der Zonen, die in der zutreffenden Tabelle in Anhang A
festgelegt sind. Zahlen und Einstufen der Defekte und Zahlen der Kratzer in Zone A und Zone B.

Im Kontext dieser Norm bedeutet ,kein®, dass kein Kratzer oder Defekt mit dem zertifizierten Prifsystem
feststellbar ist.

— Wenn ein Defekt oder Kratzer in der Kernzone und in der Mantelzone gefunden wird, wird der Kratzer
oder Defekt so eingestuft, dass er nur in der Kernzone liegt (um Doppelzahlung zu vermeiden).

— Wenn alle Defekte und Kratzer quantifiziert sind, missen die Ergebnisse aufsummiert und mit den
geeigneten Akzeptanzkriterien verglichen werden (Tabellen A.1 bis A.5).

— Wenn die Kratzer und Defekte kleiner als oder gleich dem Kriterium sind, dann hat das Prifobjekt
bestanden.

— Wenn die Kratzer und Defekte groRer als das Kriterium sind und mehrere Versuche zur Reinigung
ausgefiihrt worden sind, dann hat das Prifobjekt nicht bestanden. Anderenfalls wird versucht, die Ferrule
nochmals zu reinigen und die Untersuchung von Neuem zu beginnen. Es ist zu beachten, dass es
Ublicherweise nicht maéglich ist, Kratzer durch Reinigen zu beseitigen.

Start ]
) S —

Untersuchuna der
vollsténdigen Ferrule
auf Verschmutzung

Reinigen der Ferrule

Ist die vollstéandige Nein
Ferrule frei von
Verschmutzungen?

Untersuchung auf
Kratzer und Defekte

to P A s B
it ZONEi A + B

Nein

Mehrere Versuche zur
Reinigung der Zonen A + B
~—
Ruckweisung des
Priifobjekts

Bild 1 — Flussdiagramm des Untersuchungsverfahrens

Kratzer und Defekte
in Zonen A + B erfiillen
die Anforderungen?

Annahme des Priifobjekts

6.4 Nachbehandlung

Es ist keine Mindesterholzeit erforderlich.
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Anhang A
(normativ)

Anmerkung fiir den Leser:
Entsprechend der IEC-Geschéftsordnung, Teil 2, werden die Priifanforderungen in der Normenreihe IEC 61755 fiir
optische Schnittstellen normativ angegeben, wéahrend die Anforderungen in Anhang A informativ sein sollen. Zur
Erleichterung des Umlaufs dieses CD und solange die weiteren 2 Dokumente nicht die CDV-Ebene erreicht haben, wird
Anhang A normativ bleiben.

A1 Visuelle Anforderungen an polierte Mehrmoden-PC-Steckverbinder
Es ist nicht das Ziel dieser Norm, dass die Grofie von Kratzern gemessen werden muss.

Wenn die Methode A oder B angewendet wird, werden die zulassigen Mal3e von Kratzern derart ausgewahilt,
dass sie geschatzt werden kénnen.

Bei der Anwendung der Methode C dirfen aufgrund der Schwierigkeit der Bilddarstellung von Kratzern mit
optischen Systemen grof3e Abweichungen bei der Messung der Kratzerbreite (groer als X % des Mess-
wertes) erwartet werden, um die Erfassungsleistung entsprechend den Werten in der Tabelle genau zu
bestimmen. Die ZonengréfRe wurde fir Mehrmodenfasern auf 65 ym gesetzt, um Fasern sowohl mit 50 ym
als auch mit 62,5 ym Kerngrél’e zu unterstitzen. Dies geschieht zur Vereinfachung des Einordnungs-

vorgangs.
Tabelle A.1 — Visuelle Anforderungen an polierte Mehrmoden-PC-Steckverbinder
Zone Defekte® Kratzer®
(Durchmesser)
A: Kern 4 <3 pum Kein Grenzwert < 3 pm
65 pym Keine? > 3 um Keine > 3 um
B: Mantel 10 <3 ym Kein Grenzwert <5 pm
65 pm bis 110 ym Keine? > 3 um Keine > 5 pm

Keine? = nicht feststellbar mit einem System, mit dem Kratzer mit einer Breite von 3 ym und Defekte mit einer GréRe von 3 um
festgestellt werden kdnnen

Anmerkungb: Defekte, die kleiner als 2 um sind, sind von diesen Kriterien auszuschlieRen (sind zu vernachlassigen)

Anmerkung®: Kratzer, die kleiner als 2 ym sind, sind von diesen Kriterien auszuschlieRen (sind zu vernachlassigen)
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A.2 Visuelle Anforderungen an polierte Einmoden-PC-Steckverbinder, RL > 26 dB
und Einmoden-Sende- und Empfangsmodule mit Faserstummel-Schnittstelle

Es ist nicht das Ziel dieser Norm, dass die GréRe von Kratzern gemessen werden muss.

Wenn die Methode A oder B angewendet wird, werden die zulassigen Mal3e von Kratzern derart ausgewahlt,
dass sie geschatzt werden kénnen.

Bei der Anwendung der Methode C dirfen aufgrund der Schwierigkeit der Bilddarstellung von Kratzern mit
optischen Systemen grole Abweichungen bei der Messung der Kratzerbreite (groRer als X % des
Messwertes) erwartet werden, um die Erfassungsleistung entsprechend den Werten in der Tabelle genau zu
bestimmen.

Tabelle A.2 — Visuelle Anforderungen an polierte Einmoden-PC-Steckverbinder, RL > 26 dB und
Einmoden-Sende- und Empfangsmodule mit Faserstummel-Schnittstelle

Zone Defekte® Kratzer®
(Durchmesser)
A: Kern Keine? 2<3um
15 um Keine? > 3 ym
B: Mantel Kein Grenzwert <5 pm Kein Grenzwert < 3 pm
15 umbis 110 ym 5 von 5 bis 10 ym 3>3um
Keine > 10 um

Keine? = nicht feststellbar mit einem System, mit dem Kratzer mit einer Breite von 3 ym und Defekte mit einer GréRe von 3 um
festgestellt werden kdnnen

Anmerkungb: Defekte, die kleiner als 2 ym sind, sind von diesen Kriterien auszuschlieen (sind zu vernachlassigen)

Anmerkung®: Kratzer, die kleiner als 2 ym sind, sind von diesen Kriterien auszuschlief3en (sind zu vernachlassigen)
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